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CONTROLE

Questions de cours :

Répondez aux questions suivantes :

1. Dites pourquoi dans I’industrie de microélectronique, le silicium est le plus
utilisé pour la fabrication des composants électroniques ?

2. Citer briévement les différents Classifications des circuits intégrés.

3. Donner les types de sources qui permettent de fournir les espéces dopantes en
les faisant pénétrer dans le substrat. Classer ces composés chimiques suivant
les sources utilisées : BoHg, POCI3, P,0s, B,0s3 et PHzen spécifiant le type N
ouP.

4. L'étape de diffusion se fait pratiquement en deux étapes. Citez-les avec une
petite description.

5. Citez la différence entre I’implantation ionique et la diffusion.

6. Quelle est l'étape technologique qui permet I'élimination d'une couche
déposée? Citer les plus utilisées dans I’ industrie microélectronique en
donnant briévement le principe.

7. Pourquoi la micro fabrication des composants €électronique nécessite une salle
blanche ?

8. Que signifie ISO ?

9. Expliquer bri¢vement la filtration de I’air entrant dans la salle blanche.

Responsable du module : Dr Kebaili Farida
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